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Anotacija

Studiju kurss sniedz visaptverosu ievadu fotonikas integréto shému (PIC) testéSana un
raksturosana, aptverot gan pamatprincipus, gan praktiskas mérjjumu metodes. Studenti ieglis
izpratni par galveno méraparatiiru, optiskajam un elektriskajam mérijumu sistémam, un apgiis
O/0, E/E un E/O parametru merjjumus. Studiju kursa tiek uzsvertas gan maza-signala, gan liela-
signala mérjjumu metodes, kas lauj noteikt un izprast biitiskakos iericu darbibas parametrus. Tapat
tiek aplukotas atskiribas starp PIC izstrades posma test€Sanu un razoSanas limena atbilstibas
testéSanu, ietverot ar lielapjoma pusvaditaju-plaksnu meérijjumus. Studiju kursa nosléguma studenti
spés patstavigi definét PIC testeéSanas procediiras, veikt un analiz&t iegiitos datus.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetence€s un
prasmes

Studiju kursa mérkis ir attistit studentu kompetenci fotonikas integréto shemu (PIC) merfjumu
veiksana, datu analizg un testé$anas procediiru izstrade, sagatavojot praktiskam darbam
laboratorija un inzeniertehnisko uzdevumu veikSanai industrialajas vides.

Studiju kursa uzdevumi:

- sniegt zinasanas par galvenajam fotonikas test€Sanas meraparatiram un PIC iericu mérfjumu
metodiku;

- attistit prasmes veikt uzticamus mérfjumus ar PIC iericem;

- iemacit izveleties un pielietot atbilstosas testéSanas metodes (O/O, E/E, E/O) atbilstosi mérfjjumu
mérkiem un PIC iericu 1pasibam;

- attistit prasmes analiz&t ieglitos mérfjumu rezultatus un noteikt bitiskos fotonikas komponentu
darbibas parametrus;

- iemacit atskirt PIC izstrades Iimena un razo$anas limena testéSanas metodes, tostarp
pamatzinasanas par pusvaditaju-plakspu limena meérjjumiem;

- iemacit patstavigi definét test€Sanas prasibas un izstradat piemérotas mérijjumu shémas PIC
raksturosanai.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

« SagatavosSanas lekcijam, iepazistoties ar nodro§inatajiem materialiem un ieteicamo literatiiru par
fotonikas integréto shému test€Sanas metodeém un méraparattru.

» Mérfjumu principu un sagaidamo rezultatu analize pirms laboratorijas darbiem, tostarp
iepaziSanas ar merjjumu shémam un procediram.

« Laboratorijas darbos iegiito eksperimentalo datu apstrade un interpretacija, tostarp galveno
darbibas parametru aprékins.

« Laboratorijas darbu atskaiSu sagatavoSana ar strukturétu analizi, rezultatu apspriesanu un
secinajumiem.

 Gatavosanas kontroldarbiem un eksamenam.
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NepiecieSamas priekszinasanas

Elektrisko k&zu pamati (pretestiba, kapacitate, induktivitate), impedance un mainstravas k&zu
analize, signalu pamatjédzieni (frekvence, joslas platums), elektronikas pamati, fotonikas pamati.

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs
Ievads fotonikas integréto shému testé$ana 4 6 0 0
Meraparatira PIC testéSanai 2 2 0 0
0/0, E/E un E/O parametru m&rijumi 8 12 0 0
Maza-signala m&rijumi un atvasinatie parametri 12 18 0 0
Liela-signala mérfjumu metodes un raksturlielumi 12 18 0 0
Pusvaditgju-plaks$nu limena merijumi 4 6 0 0
Kopa: 42 62 0 0

Sasniedzamie studiju rezultati un to vértéSana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu veértéSanas metodes

Spgj izprast un orientéties fotonikas integréto shemu (PIC) testéSanas veidos, izvéloties atbilstosas
mérjjumu metodes atkariba no nepieciesamajiem datiem (piemeram, optiska, elektriska vai
elektrooptiska raksturosana).

Veértésanas metodes: kontroldarbs, eksamens.
Kriteriji: verte atbilstosi studenta sp&jai
izprast un izskaidrot PIC testéSanas veidus.

Spgj atskirt test€Sanas metodes, kas tiek izmantotas izstrades un razo$anas posmos, un izskaidrot, ka
PIC dizaina optimizacijas testi atSkiras no standartizgtas atbilstibas un kvalitates kontroles test€Sanas
industrialaja vide.

Verteésanas metodes: kontroldarbs, eksamens.
Kriteriji: verte atbilstosi studenta sp&jai atskirt
test€Sanas metodes un izskaidrot atskiribas
kvalitates kontroles testé$anas industrialaja
vide.

Spgj veikt praktiskus merijumus ar fotonikas integrétajam shémam, izmantojot atbilstosu
laboratorijas aprikojumu (piem&ram, lazerus, modulatorus, vektoru tikla analizatorus un optiskas
merfjumu sistémas), ka ar analiz&t iegiitos datus, nosakot biitiskos darbibas parametrus.

Veértésanas metodes: laboratorijas un
praktiskie darbi.

Kriteriji: verte atbilstosi studenta spé&jai veikt
meérfjumus laboratorija, analiz&t iegiitos
rezultatus un izskaidrot darbibas parametrus.

Spgj patstavigi definét un izstradat PIC komponentu test€Sanas procediiras, tostarp noteikt merfjumu
shémas, izveleties piemérotu aprikojumu un identificét galvenos raksturlielumus, kas nepiecieSami
ierices funkcionalitates un veiktsp&jas novertésanai.

Vertesanas metodes: laboratorijas un
praktiskie darbi

Kriteriji: verte atbilstosi studenta sp&jai
izstradat PIC komponentu testé$anas
procediiru, veikt m&rijjumus, nolasit un
izvertét iegiitos rezultatus.

Studiju rezultatu vértéSanas kritériji

Kriterijs % no kopgja vertejuma
Kontroldarbi 30
Laboratorijas un praktiskie darbi 30
Eksamens 40
Kopa: 100
Studiju kursa planojums
Dala KP Stundas Parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat leskaite Eksam. Darbs
1. 4.0 24.0 10.0 8.0 *




